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	项目名称
	山东师范大学2026年物电学院紫外光刻机采购项目

	项目主管单位
	物电学院

	第三方咨询服务单位
	山东善立招标有限公司

	项目信息

	包号
	标的名称
	数量
	是否允许进口
	是否创新产品
	是否专门面向中小微或预留份额
	预算金额（最高限价）

	1包
	飞秒光纤激光器
	1套
	是
	否
	否
	770.40万元

	
	光纤熔接机
	1套
	是
	否
	否
	

	
	紫外光刻机
	1套
	是
	否
	否
	

	
	光纤脉冲光源系统
	1套
	是
	否
	否
	

	
	等离子增强化学气相沉积仪
	1套
	是
	否
	否
	

	需求描述

	技术要求
	一、项目概况
本项目为山东师范大学2026年物电学院紫外光刻机采购项目，总预算770.40万元。
二、技术要求 
详见附件：详细技术要求。

	商务要求
	1、 交货期：
国产设备自合同签订之日起120天内供货安装调试完毕；进口设备自合同签订之日起300天内供货安装调试完毕。
2、 交付地点：
设备全部到达山东师范大学校内指定地点。
3、付款条件：
国产设备：供货方在合同生效之日起十个工作日内开具合格发票，并提交银行出具的不可撤销见索即付独立保函，金额为合同总金额100%。保函有效期应覆盖至安装调试经采购人履约验收合格后30日；因银行保函须载明确定到期日，该到期日不得早于合同约定的预计验收合格日后30日，实际验收拖延导致到期日不足以覆盖的，供货方应在到期前至少30日办理展期。采购方收到符合前述要求的发票及保函后支付合同总金额100%。保函正本由采购方保管，经采购方验收收合格后自动失效。
进口设备：
1）经招标人归口管理部门备案同意，具有外贸代理业务能力的中标人：
中标人供货并安装调试完成，使用单位初步验收合格后支付合同价款的60%；经招标人验收合格后，招标人支付至合同价款的100%。
2）由招标人指定外贸代理公司的中标人：
三方合同生效后，招标人预付合同金额100%货款给乙方（外贸代理公司），乙方与进口设备制造商签订外贸合同，并按照中标金额的百分比（中标确定）计取外贸代理服务费，丙方（中标人）承担所有外贸风险。乙方开具以丙方指定的进口设备制造商为受益人的100%不可撤销即期信用证，凭发货单据支付丙方合同金额的90%，剩余10%凭学校出具的验收报告支付。
4、验收：
招标人根据《山东省政府采购履约验收管理办法》及招标人要求进行验收。
4.1货物运抵现场后，招标人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
4.2货物由中标人进行安装，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。
5、质保要求：
5.1质保期：国产设备原厂质保3年。进口设备原厂质保1年。质保期自学校主管部门验收合格之日起计算。（清单技术规格要求中有要求的按照清单要求执行）。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期，质保及售后须注明质保主体（原厂或投标人）。
5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。
6、 售后服务：
6.1 投标人应提供及时周到的售后服务，每季度至少一次上门回访、检修。
6.2投标人自报维修时间以及备品备件情况。
7、培训：
7.1投标人提供技术培训，包括设备使用维护、工作原理、基本操作、常见故障处理等。
8、设备安装要求：
本项目为交钥匙项目，供应商需在到货前先行勘查用户仪器放置场地，并负责场地湿度/温度/避光/防尘/防震/通风/接地等环境满足仪器安装要求。到货后由中标人技术人员到现场免费进行安装调试，安装过程中所涉及水电、通风、防尘、避光等均由中标人负责，需保证设备在调试及试运行后应达到承诺的技术指标。 

	政策要求
	严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》、本国产品政策、采购绿色建材、推广节能建筑等国家最新政府采购政策。

	绩效目标
	项目依托山东省山东省高等学校优势特色学科建设项目，主要服务国家新一代信息技术、医养健康重大战略，聚焦光电子信息、激光装备、智慧医疗、激光装备领域，突破高端激光制造、薄膜铌酸锂等卡脖子技术。在光场调控方向，突破光子芯片关键制造工艺，相关成果应用于国产光通信核心器件研发，推动光场调控技术从实验室走向工程化应用，为我省光电子信息产业集群提供了原创性技术支撑；着力通过高层次人才引育、平台内涵建设、复合型人才培养、强化科研创新、深化社会服务与国际合作等方式，推动传统制造业向智能化、绿色化、高端化升级，为山东省“十大创新产业”和“十强产业”发展提供持久动力，持续赋能国家战略落地和地方经济社会发展。

	其他要求
	投标人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3、本项目的特定资格要求：无










附件：详细技术要求
	序号
	采购标的名称
	计量单位
	数量
	是否允许进口
	技术参数与性能指标

	1
	飞秒光纤激光器
	套
	1
	是
	▲1．调谐范围：双波段， 650-900nm，1200-2500nm； 
2.最大平均功率：≥500mW；
3.同泵浦激光重复频率：1Hz-1MHz；
4.最小脉宽：≤100fs @650-900nm，1200-2000nm；
5.转换效率≥7% @700nm； 
6.输出脉冲带宽：200-750cm-1@650-900nm；
7.长期功率稳定性(8小时)：≤2% @800nm；
8.偏振对比度≥20dB；

	2
	光纤熔接机
	套
	1
	是
	1.适用光纤：单模、多模、色散位移光纤、非零色散位移光纤、色散补偿光纤、掺铒光纤、熊猫保偏光纤、大芯径光纤、光子晶体光纤；
2.熔接光纤包层直径：60-1200μm；
3.熔接光纤涂覆层直径:100-2000μm;
4.光纤扫描范围:±18mm，附带拉锥及烧球等控制软件；
5.电极间距:1-3mm 连续自动可调； 
6.熔接损耗：单模光纤：≤0.03dB；多模光纤：≤0.02dB；保偏光纤：≤0.06dB；
7.熔接热源:两电极，带高频抖动功能；
8.三种对轴方式：双模式的侧面保偏光纤对轴：PAS对轴模式和IPA对轴模式；端面保偏光纤对轴；
9.V型槽及压脚光纤夹持系统:分立式V型槽，自动适应60-2000μm的光纤，光纤压脚由机械马达自动控制；
10.具有端面观测的光纤检测系统；
11.放电校准：特种光纤熔融放电校准；常规放电校准；动态实时放电校准；
12.显示方式：双屏幕、两个维度显示；
13.可以进行拉锥、烧球、端帽等，拉锥锥度和长度均可软件预设和实时监控；
14.配套适用涂覆层250μm光纤夹具2对，400μm光纤夹具2对；

	3
	紫外光刻机
	套
	1
	是
	1.最大曝光范围≥150 mm，
2.支持最大晶圆厚度≥10 mm；
3.曝光波长350～450 nm；
4.LED曝光灯最高功率≥450 W，寿命＞5000 h，无需气体冷却；
5.光强≥55 mW/cm²@365 nm、≥140 mW/cm²@UV全波段；
▲6.光刻分辨率：≤ 0.8µm（真空接触、光刻胶厚度≤1微米时）；≤3.0µm（20um间隙，光刻胶厚度≤ 1微米时）；
7.正面套刻精度：±0.25µm ，并具有自动对准功能，包括自动移动载片台及自动寻找标记对位，背面套刻精度±1.0 µm；
8.光强均匀度±2.5%@6英寸；
9.曝光剂量稳定性±1%；支持软接触、硬接触、接近和真空曝光；
10.接近距离1～1000 μm连续可调、分辨率≤ 1μm；
11.MO微镜式曝光系统，具有≥2种曝光模式，两种模式之间可切换；
12.正面显微镜物镜：5倍，7.2倍；
13.正面显微镜物镜5倍镜头下视场范围：≥1500µm×2000µm；分辨率≤0.8µm/Pixel，放大倍率范围：112X~896X
14.正面显微镜物镜间分离距离调节范围：30-250mm；
15.正面显微镜移动调节范围：X方向移动范围： -125~+10mm @左侧显微镜；-10~+125mm @右侧显微镜。Y方向移动：最大可达到-65mm~ +55mm；
16.正面显微镜Z方向最大电动聚焦距离≥40mm；
17.背面显微对准系统X方向移动范围： -125~+10mm @左侧显微镜；-10~+125mm @右侧显微镜；
18.背面显微对准系统Y方向移动范围： -20~+20mm；
19.背面显微对准系统Z方向最大电动聚焦距离：≥ 11mm. 
20.背面显微对准系统物镜间分离距离调节范围：15-250 mm；
21.背面显微对准系统解析度：≤1.1µm/Pixel；最大视场范围： 2100×2800µm2； 
22.背面显微对准系统放大倍率可调范围：81-648倍；
23.对准台X/Y行程±5 mm、θ±5°；
24.X-Y分辨率≤0.02 μm、θ分辨率≤0.00001°；
25.图像识别与对准系统：（1）配置专用的操作摇杆，由摇杆进行显微镜、对准台等部件的移动和操作；对准过程无需操作人员手动接触对准台及显微镜。光刻机具备手动和全自动两种对准模式，且两种模式可自由切换。（2）手动光刻对准操作：整个对准过程由操作人员对准台操控移动对位，进行对准标记的识别及套刻。（3）全自动对准模式：具有对准标记自动识别与自动记录功能，设定程序后，对准系统自动寻找对准标记并自动完成全部对准与曝光操作。
26.晶圆厚度在系统中自动设定调节；
27.具有消衍射曝光光学系统；
28.正面和背面显微对准系统：数字式分离视场显微镜，LED黄光照明；
29.芯片找平系统：
29.1采用独立式三轴芯片找平系统，三轴式找平装置呈120°分布在对准台上，通过对准台的上下运动和精准控制压力来实现晶圆—掩膜版之间的找平；
29.2每个找平轴在Z方向独立运动，每个轴上具有水平方向的锁止装置。WEC 水平度±3µm；
29.3找平过程中，掩膜版位置固定不动，晶圆夹具承载晶圆垂直升降，实现找平；找平系统压力连续可调。压力调节范围：0-1000mbar；调节分辨率：≤1mbar；
29.4对准过程中，掩膜版位置保持不动，由对准台水平移动来实现晶圆-掩膜版之间的精确对准；
29.5对准间距：1-1000µm连续可调，分辨率≤1µm，软件设定；
29.6系统支持非接触式芯片找平功能，找平时芯片-掩膜版接近距离2000µm；
30.对准台Z轴垂直上下移动范围：≥7mm；
31.晶圆夹具：
31.1支持双面对准，软接触、硬接触、真空接触和接近式曝光；
31.2晶圆夹具1：小碎片晶片夹具，适用方片5*5/10*10/20*20mm，对应2.5-5寸掩模版；
31.3晶圆夹具2：2英寸晶片夹具，适用2英寸圆片，对应2.5-5寸掩模版；
31.4晶圆夹具3：4英寸晶片夹具，适用4英寸圆片，对应5-7寸掩模版；
31.5晶圆夹具4：6英寸晶片夹具，适用6英寸圆片，对应7寸掩模版；
32.掩模版夹具:
32.1掩模版和晶圆之间具有隔离保护功能，实现非接触找平； 
32.2掩模版夹具1：掩模版尺寸为 2.5-5英寸，曝光范围适用于2寸及以下尺寸晶片；
32.3掩模版夹具2：掩模版尺寸为 5-7英寸，曝光范围适用于4寸圆形晶片及以下尺寸晶片；
32.4掩模版夹具3：掩模版尺寸为 7英寸，曝光范围适用于6寸圆形晶片及以下尺寸晶片，支持非接触找平；
33.配置：包括曝光系统、显微对准系统、图像系统、对准台、芯片夹具、掩模版夹具、附件（光强计及光强探头、专用吸片真空泵、专用触控笔、防护眼镜、测光强专用定位盘、软件备份U盘、压缩空气过滤器）等。

	4
	光纤脉冲光源系统
	套
	1
	是
	一、技术要求：
1. 输出中心波长：1030nm±10nm；
2. 最大平均输出功率：≥29W；
▲3．最小脉宽：≤250fs；
4. 脉宽调谐范围：250fs-10ps；
5. 最大单脉冲能量：≥400μJ；
6. 重复频率：单脉冲~1MHz；
7. 偏振：线偏振，偏振比≥1000：1；
8. 光束质量：M2≤1.2；
9. 光斑直径：4±0.5mm；
10. 输出功率稳定性（100小时）：≤0.3% rms； 
二、谐波发生器模块：
1. 集成式谐波发生器：515nm±5nm（转换效率＞50%） 343nm±5nm（转换效率＞25%）；
2.脉冲串功能：可调谐GHz和MHz脉冲串。其中，GHz脉冲串内脉冲间距440±40ps，脉冲个数：1-10个；MHz脉冲串内脉冲间距≈15ns，脉冲个数：1-10个；
3.具有PSO信号触发功能；

	5
	等离子增强化学气相沉积仪
	套
	1
	是
	1. 具有自动传片/进样系统
2.配≥5片托盘的卡片盒，可自动升降。
3.配置2英寸，3英寸、4英寸，6英寸，8英寸适用的托盘。
4.配预真空室，传送腔通过闸板阀与反应腔室连接。真空度：搬送腔10 Pa。
5.配置气动传输装置。
6.配置真空搬运机械手臂。
7.配置手动天板开关单元，具有检测传感器。
8.具有内置顶针式托盘升降机构。
9.反应腔室由整块铝锭加工制成，容积≥20L。真空度：工艺腔2 Pa。
10.样品尺寸：2英寸，3英寸、4英寸，6英寸，8英寸样品兼容。
11. 反应腔须配置观察窗、真空计等，应通过闸板阀与预真空室连接。
12. 基片和电极的距离可根据工艺条件调节。
13.工艺腔室配置射频电源和喷淋板 。
14.腔室天板可手动开闭，内配置防护板。
15.内部传送系统为顶针式升降机构。
16.排气系统采用干泵+罗茨泵组合方式。
17.加热系统：
17.1温度控制：配备动态温度控制系统温度控制范围80℃~350℃。
17.2温度控制精度5℃。
18.成膜压力控制：压力控制 200Pa±2 Pa。压力测量量程≥1000Pa。
19．射频电源：
（1）上电极配置射频发生器、用于驱动等离子源。
（2）电源频率13.56 MHz，射频功率≥500 W。
（3）配备自动匹配器。
20.真空系统：（数量：2个，干泵，罗茨泵）
（1）真空泵：干泵，罗茨泵。具有防腐蚀设计，抽速≥60 m3/h。
（2）配置自动压力调节阀和L型阀。
（3）配置自动控制节流阀。
（4）配置薄膜电容真空计和皮拉尼真空计。
21.气路系统：
（1）配置至少6路工艺气体：SiH4, NH3, N2O, O2, CF4, N2等。
（2）每路工艺气路均配置质量流量计MFC、通过工艺室管路设置颗粒过滤器和气动截止阀。
（3）SiH4和NH3气路应配置旁路设计。
（4）配置气路柜1个。
（5）气柜中管道连接采用VCR方式，内含阀门及流量计。
（6）另外单独配置一路N2气路，用于清洁预真空室。
22.控制系统与软件
（1）工艺软件在PC机上操作。
（2）工艺操作软件可用程序控制气体流量、工艺气体、等离子源功率、加热器温度等工艺参数，工艺程序可自动运行Recipe，也可人工干预和控制。可编辑、调用、拷贝相关工艺程序，具有数据记录、输出功能。
23.配置紧急停止开关、具备安全互锁功能。
24.SiO2 薄膜 折射率 1.45-1.5。
▲25.均匀度
（1）生长SiO2、SiNx薄膜的片内成膜厚度均匀性≤5%
（2）生长SiO2、SiNx薄膜的片间成膜厚度均匀性≤5%。
（3）生长SiO2、SiNx薄膜的成膜厚度重复性≤5%。
26.配置要求：沉积主系统搬送腔和工艺腔，气体（质量流量控制器）柜，可控制操作设备的触摸屏，可放片夹治具，干泵罗茨泵排气系统，天板开闭机构，加热系统及RF电源系统，测量真空系统，附件包含380V转200V变压器，额外整套防护板，喷淋板，整套O型圈，皮拉尼真空测定子等。


备注：技术参数与性能指标中标注“▲”为重要参数。
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